
































































专利名称(译) 超声波测量装置，超声波图像装置和测量方法

公开(公告)号 US20140276060A1 公开(公告)日 2014-09-18

申请号 US14/208022 申请日 2014-03-13

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 HAYASHI MASAKI
WATANABE RYOKI

发明人 HAYASHI, MASAKI
WATANABE, RYOKI

IPC分类号 A61B8/14

CPC分类号 A61B8/14 A61B8/42 A61B8/4405 A61B8/5207

优先权 2013053229 2013-03-15 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声波测量装置可以获取关于超声波探头的倾斜信息，并且如果超声波
探头是倾斜的则通知用户。超声波测量装置包括执行超声波发射处理的
发射单元，执行超声波回波接收处理的接收单元，以及执行超声波测量
控制处理的处理单元。处理单元基于来自测试对象和超声波测量片之间
的界面的超声回波产生的接收信号，或者来自超声波测量片的超声回
波，获取关于超声波探头的倾斜信息。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/82539c5a-7c89-4cd1-b7f2-4ecc4e6b3581
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/051496068/publication/US2014276060A1?q=US2014276060A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220140276060%22.PGNR.&OS=DN/20140276060&RS=DN/20140276060

